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１．概要（Summary） 

次世代の蓄電デバイスとして「スーパーキャパシタ」が

脚光を浴びている．しかし，スーパーキャパシタは貯蓄可

能なエネルギ量が少なく，その改善が課題である．その解

決策の1つとして「ナノワイヤ」を電極に適用する方法があ

る．本研究では熱酸化法による CuO ナノワイヤ（CuO 

NW）の生成とスーパーキャパシタ電極に適用する際の最

適条件を電気化学特性の評価により検討した．  

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

FE-SEM（S-4800），電気化学測定システム HZ-5000 

【実験方法】 

表面に凹凸形状を付与した銅試験片と未処理の試験

片を用意し，それぞれ空気環境下において，400 C°,6 

hの熱処理を行うことにより， CuO NWを生成させた．そ

の後，作製した CuO NW 電極に対し電気計測（CV 測

定）を行い，表面粗さと算出される比静電容量の関係を調

査した． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

熱処理により生成された CuO NW の画像を Fig.1 に

示す． 

 

Fig.1 SEM images of CuO NW. 

 

昨年度の研究において，熱酸化法によるNW生成では試

験片表面の剥離や亀裂が報告されており，大きな課題と

なっていた．今年度の研究により，加熱前の銅表面に凹

凸形状を付与することで，剥離が抑制できることが明らか

となった．また，CV 測定により表面粗さと比静電容量の関

係を Fig.2に示す． 
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Fig.2. Relationship between Capacitance and Roughness. 

 

Fig.2 より，表面粗さの値が大きいほど，CuO NW の密着

性が向上し，比静電容量の値も大きくなることが示唆され

た．しかし，同一の熱処理，表面加工条件であっても試験

片ごとに導電性や静電容量の値のばらつきが確認された．

これは加熱後の表面状態の違いや試験前の導通の処理

等が影響していると考えられる． 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし． 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし． 

６．関連特許（Patent） 

なし． 
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